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技術データ

測定原理 水晶発振 供給電圧 •	 パルス幅 : 10 ... 20 VDC
•	 現在のループ : 10 ... 32 VDC

測定範囲 •	 パルス信号出力：0 ... 60 kg/m3

•	 アナログ（電力）信号出力： 0 ... 56.1 kg/m3

周囲温度 -40°C ... +80°C

出力信号 •	 パルス信号出力：10 ... 292 Hz
•	 アナログ（電力）信号出力：6.5 ... 20 mA

NN 絶縁および急冷ガスの密度モニタリング
NN 高電圧技術
NN 中電圧技術
NN SF6 およびさまざまな代替混合ガス

用途

NN 連続したアナログ（電流）信号での出力
NN パルス（幅変調）信号での出力も選択可（オプション）
NN ガス温度の計測も可（パルス幅変調信号出力）
NN 屋外および屋内のアプリケーションに適しています
NN 長期ドリフトフリーセンサー出力信号

特徴

スイスを拠点とするTrafagは、密度測定用に開発された、正確で信頼性が高く、
メンテナンスフリーの機器を提供しています。 SF6 および関連する代替ガス。測
定は、特許取得済みの音叉型水晶振動子技術に基づいています。したがって、
絶縁ガス密度を直接測定することにより、市場で最も信頼性が高く、長期的なド
リフトのないソリューションを提供します。
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Ni Trafagは、特定の要件を満たすために、お客様の仕様に従ってカスタマイズされた製品を開発および製造しています。 
詳しくはお問い合わせください。

示されるさらにカスタマイズされたパラメータ化

プロセスガス SF6、 SF6-ベースの混合ガス、顧客固有の代替ガス 
ガス圧@ 20°C SF6ガス100%以外の特殊な絶縁ガス使用時の留意事項
シールドされたRadoxケーブルの長さ 長さ（mm）

注文情報／タイプコード

8774 . XX XX XX XX XX
密度測定範囲 パルス幅出力の場合は0〜60 kg / m3 

電流ループ出力の場合は0〜56.1 kg / m3 
  
 

50

プロセス接続 G3/8 "  オス 11
2穴フランジ2800シリーズ 28

センサー出力 パルス幅変調 00
電流ループ 04

電気接続 デバイスプラグ EN 175301-803-A (DIN 43650-A)、4極 04
デバイスプラグ M12x1, 5極, Aコーディング 35
シールドケーブルRadox125、2x0.5mm2 51

アクセサリ 適切なメスの電気プラグ  
          EN 175301-803-A (DIN 43650-A)、4極 58
          M12x1、5極、Aコーディング, PA 33
          M12x1、5極、Aコーディング, 真ちゅうニッケルメッキ 35
圧力接続アダプター  
          G3 / 8 "メス-2200 22
          G3 / 8 "メス-2300 23
          G3 / 8 "メス-2550 27
          G3 / 8 "メス-2570 28
          TアダプターM30x2オス-G3 / 8 "メス-2300 25
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5)

4)

1)

2)

3)

SF6 資格あり
最大200時間、-55°C…80°Cの拡張温度範囲で承認されています。 1年当たり

水晶振動子を用いたセンサーはガス密度を直接測定します。表示されている密度/圧力@20℃の相関関係は、SF6ガス100%の場合にのみ対応しています。測定レンジは、ガス密度（パル
ス幅出力時: 最大60㎏/m3、電流ループ出力時: 最大56.1kg/m3）または、ガス圧力（最大1100kPa abs. @20℃）から選定することが出来ます。ガス密度とガス圧力@ 20℃の相関関係は、
特定ガスのアイソコア（等密度曲線）によって定義づけされますので、100 % SF6 以外のプロセスガスについては、お問い合わせください
パルス幅出力のみのセンサーの温度測定
適切な相手側コネクタを使用し、取扱説明書に従って正しく接続した場合

仕様

電子式密度測定 測定原理 振動水晶センサー

密度測定範囲 1) •	 パルス信号出力：0 ... 60 kg/m3  

0 ... 1100 kPa 絶対 @ 20°C
•	 アナログ（電力）信号出力：0 ... 56.1 kg/m3  

0 ... 1100 kPa 絶対 @ 20°C

温度測定範囲 2) -40°C ... +80°C

センサー出力 •	 パルス信号出力：10 … 292 Hz
•	 アナログ（電力）信号出力：6.5 … 20 mA

出力パラメータ •	 パルス信号出力： ガス密度[kg/m3]、ガス温度[°C]
•	 アナログ（電力）信号出力： ガス密度[kg/m3]

電気データ 供給電圧 •	 パルス幅 : 10 ... 20 VDC
•	 現在のループ : 10 ... 32 VDC

消費電流 パルス信号出力 @ 20 VDC： 
パルス波高16 mA / 12-14 mA 
パルスなし2 mA

接地 プロセス接続またはプラグ経由

絶縁抵抗 >100 MΩ, 500 VDC, 元工場

絶縁耐力 250 VAC、50 Hz、端子からアース（アース）

環境条件 周囲温度 -40°C ... +80°C

保護等級 3) IP65 と IP67

湿度 IEC 60068-2-30 
（湿熱、周期的、100％RH @ + 55°C）

耐振動 15 g / 5 ... 2000 Hz

耐衝撃 100g / 6ms / 10,000回 
全軸、プロセス接続時に加圧した場合、 
センサーにダメージなし

気密性の定期点検 6 barrelを使用した一体型圧力テスト。 
ヘリウム。 
SF6 漏れ率が1・10-8 mbar・l / s未満

EMC電磁両立性 ESD 15 kV air, 8 kV contact, EN/IEC 61000-4-2

放射性イミュニティ 10 V/m, 80 ... 6000 MHz, EN/IEC 61000-4-3

バースト 2 kV, EN/IEC 61000-4-4

サージ 2 kV, EN/IEC 61000-4-5

伝導性イミュニティ 10 Vrms, EN/IEC 61000-4-6

機械データ プロセスガス接液材料 プロセス接続および測定システム: 
1.4435 (AISI316L) 
シーリング: EPDM 5)

ハウジング 1.4301 (AISI304)

重量 ~ 200 ... 400 g

4)
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その他の情報

ドキュメント データシート www.trafag.com/H72507
説明書 www.trafag.com/H73507
フライヤ www.trafag.com/H71108

Temperature measurement for sensor with pulse-width output only2)

絶縁ガスが完全に気体であると定義された周囲温度範囲でのTEB（トータルエラーバンド）1)

精度

密度測定 1) ± 1.0 % F.S. 標準 
± 1.8 % F.S. 最大

温度測定 2) ± 1.0 % F.S. 標準 
± 3.0 % F.S. 最大

再現性密度測定 ± 0.2 % F.S. 
再現性温度測定 2) ± 0.1 % F.S. 
信号出力が精度許容帯域に到達するために必要な過渡応答時間 センサーを加圧コンパートメントに接続してから1時間以内 

1分未満。ガス充填前にセンサーがコンパートメントと一緒に真空にされたとき
信号出力に対する応答時間密度の変化 20ミリ秒未満
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Density sensor with current output
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Density sensor with pulse-width modulation output
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8774.50.XX.04.XX.XX.XX

8774.50.XX.00.XX.XX.XX

真空中のク
ォーツ

プロセスガス中
の石英

真空中のク
ォーツ

電流出力付き密度センサー

プロセスガス

配線図の電流ループ

電気コネクタ

パルス幅変調出力付き密度センサー

電気コネクタ

プロセスガス

配線図パルス幅変調

電気接続とオプション

プロセスガス中
の石英
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3)

1)

2)

4)

5)

5.5 27
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1)M
3

1) Tightening torque 50...60 Ncm 

PIN 1:
PIN 2:
PIN 3: empty
PIN      : ground
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PIN 1:
PIN 2:
PIN 3: empty
PIN 4: empty
PIN 5:  

8774.50.XX.XX.04.XX.XX 8774.50.XX.XX.35.XX.XX

Ø6.5

2-wire blue

brown

8774.50.XX.XX.51.XX.XX

8774.50.XX.XX.04.58.XX

54 ... 60

~
Ø2

0

8774.50.XX.XX.35.33/35.XX

取扱説明書 www.trafag.com/ H73507

保護等級IP65（同レベルのコネクタが説明書に従って取り付けられている場合)
保護等級IP65および67（同レベルのコネクタが説明書に従って取り付けられている場合)
IP 65およびIP 67 保護等級
保護等級IP65（コネクタとプラグが説明書に従って取り付けられている場合)
保護等級IP67（コネクタとプラグが説明書に従って取り付けられている場合)

材質:
型式コード 33: ポリアミド(PA)
型式コード 35: 真鍮ニッケルめっき

デバイスプラグ EN 175301-083-A (DIN43650-A)、4極 1) デバイスプラグ M12x1, 5極, Aコーディング 2)

ケーブルコンセント EN 175301-803-A (DIN 43650-A)、4極 4) ケーブルコンセント M12x1、5極、Aコーディング 5)

シールドケーブル Radox 125, 2 x 0.5 mm2  3)

ケーブル用-Øユニファイド4 ... 8 mm、 
6.5..。最大9.5 mm 1.5 mm2

ケーブル用-Ø4 ... 6mm, 
最大 0.75 mm2

材質：PAコンタクトホルダー付きカラーナット1.4305 材質：PAコンタクトホルダー付きスレッド1.4435

材質：EMCケーブルグランド真ちゅう、ニッケルメッキ

材質: ポリアミド(PA)

電気接続とオプション
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~ pulse width

density 
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16±1

2±0,5

16 (typ)

2 (typ)

50 [ns]

I [mA]

t [ns]50 ns

SF
6 圧

力
 @

 2
0°

C 
[b

ar
 ab

s。
]

パルス幅 [µs]

周波数出力[Hz] 周波数出力[Hz]

温度
〜パルス幅

密度
〜パルスシーケンス

立ち上がり時間（シュミットトリガーを使用） < 50 ns

ガ
ス

密
度

[k
g 

/ m
3 ]

温
度

[°C
]

温度 [°C] = – 1,951 * 10–5 * PW [µs] 2 + 0,2595 * PW [µs] – 514,3

周波数出力との関係 SF6 上記の圧力@ 20°Cは、100％の場合に
のみ適用されます SF6 ガスを使用しています。20℃の圧力に対す
る密度および周波数の相関は、特定のアイソコアによって定義づ
けされます。100％以外のプロセスガスについてはお問い合わせ
ください SF6。

SF6 圧力20°C [barabs。] @≈0.032* F [Hz] – 0.32  
（追加の誤差を伴う線形近似 100〜250 Hz以内で±0.3％FSの）

密度[kg / m3] 3 } 

密度[kg / m3] + 

SF6 圧力 @ T [K] [kg/m3]  = 

{0,000569502 * T [K] *

(0,00250695 * 0,000569502 * T [K] –

0,00073822) *

(0,00000212238 * 0,000569502 * T [K] –

0,000000513) *

密度[kg / m3] 2 – 

√ガス密度[kg / m3] = {    (0,237 * F [Hz]) – 2,182 – 0,44} 2

パルス幅と温度の関係

パルス幅変調出力信号を備えたガス密度センサー

周波数出力とガス密度の関係 周波数出力との関係 SF6 圧力@ 20°C

出力信号の変換

電流パルス、通常の高さ12〜14 mA;消費電力電子機器、パルスなし、通常2 mA
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電流出力との関係 SF6 上記の圧力@ 20°Cは、100％の場合に
のみ適用されます SF6 ガスを使用しています。20℃の圧力に
対する密度および電流の相関は、特定のアイソコアによって
定義づけされます。100％以外のプロセスガスについてはお
問い合わせください SF6。

SF6 圧力@ 20°C [bar abs。]≈0.6303* [mA] – 4.1419 
（9.5〜19.25mAの間に非線形性±0.3FSを追加）

密度[kg / m3] 3 } 

密度[kg / m3] + 

SF6 圧力 @ T [K] [kg/m3]  = 

{0,000569502 * T [K] *

(0,00250695 * 0,000569502 * T [K] –

0,00073822) *

(0,00000212238 * 0,000569502 * T [K] –

0,000000513) *

密度[kg / m3] 2  – 

√ガス密度[kg / m3] = {    4,651 * (I [mA] – 6,005) – 2,185 – 0,44} 2
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電流ループ出力信号を備えたガス密度センサー

電流出力とガス密度の関係 電流出力との関係 SF6 圧力@ 20°C

出力信号の変換
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8774.50.11.XX.51.XX.XX.XX

8774.50.11.XX.35.XX.XX.XX8774.50.11.XX.04.XX.XX

寸法図とプロセス接続

G3 / 8 " オスプロセス接続

G3 / 8 " オスプロセス接続のセンサー

M12x1電気コネクタとG3 / 8 " オス
プロセス接続を備えたセンサー

EN 175301-803-A（DIN 43650-A）
電気コネクタとG3 / 8 " インチオス
プロセス接続を備えたセンサー

RadoxケーブルとG3 / 8 "  
オスプロセス接続を備えたセンサー
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8774.50.28.XX.35.XX.XX.XX

8774.50.28.0.X.51.XX.XX

8774.50.28.XX.04.XX.XX

寸法図とプロセス接続

2穴フランジ付きセンサー2800シリーズ

Radoxケーブルと2穴フランジ
2800を備えたセンサー

M12x1電気コネクタと2穴フランジ2800
を備えたセンサー

2穴フランジ2800

EN 175301-803-A（DIN 43650-A）
電気コネクタと2穴フランジ2800
を備えたセンサー 
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G3/8"

48
.5

O-Ring
14x1.8 EPDM

M4
Ø40

Ø7
Ø29

8774.50.11.XX.35.XX.XX.22 8774.50.11.XX.35.XX.XX.23 8774.50.11.XX.35.XX.XX.25

8774.50.11.XX.35.XX.XX.27 8774.50.11.XX.35.XX.XX.28

プロセス接続アダプタ

寸法図とプロセス接続

アダプターG3 / 8 «メス–用2570DN20 
材質：1.4404（AISI316L） 
ニッケルメッキ真ちゅうナット付き

アダプターG3 / 8 « メス–用2570 DN20 
材質：1.4435（AISI316L） 
ニッケルメッキ真ちゅうナット付き

TアダプターM30x2オス-、G3 / 8 " メス-2300 
材質：1.4435（AISI316L) 
ニッケルメッキ真ちゅうナット付き

アダプターG3 / 8 " メス-2300 
材質：1.4435（AISI316L） 
ニッケルメッキ真ちゅうナット付き

アダプターG3 / 8 " メス-3穴フランジ 
2200シリーズ、材質： 
1.4435（AISI316L）
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20x2.5 EPDM
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